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DATE: Jan-02-2020 
 

<이온 소스 분해> 

 

-. 이온 소스를 분해하려면 다음과 같이 진행한다. 

1. Prima Pro에서 이온 소스를 분리한다. 

2. 클린 룸에서 이온소스의 피드스루에서 소스 배선 리드선을 분리한다. 

3. 소스 어셈블리는 클램프로 고정된 4개의 세라믹막대로 조합된다. 소스 상단의 브래킷에는 전자빔 시준 자석
이 고정되어 있고 제거해서는 안된다. 자성체 (예:스크루 드라이버)와 자석이 접촉하지 않도록 주의해야 한다. 

4. 소스 끝부분에서 소스 어셈블리로부터 모든 리드선을 분리한다. 

5. 소스를 평평한 표면에 고정하여 브래킷에서 가장 멀리 떨어진 절연로드 클램프를 제거한다. 

6. 분리 과정에서 구성 요소의 순서와 방향에 주의한다. 

7. 소스 구성 요소 항목을 순서대로 제거한다. 

8. 전극 표면은 다이아몬드 연마제와 같은 미세 연마제로 세정해야 한다. '경면처리(Mirror finish)'을 목표로 해야 
한다. 세라믹은 적절한 세제 나 산으로 세정할 수 있다. 

9. 다음과 같이 최종 세척한다. (최종 세정을 위해 초음파 세정기를 사용한다). 

10. 이소 프로필 알코올 또는 유사한 용매를 사용하여 다이아몬드 연마제의 모든 흔적을 씻어낸다. 

11. 가급적이면 100 ° C 오븐에서 1 시간 동안 완전히 건조한다. 

12. 소스 어셈블리를 다시 조립하고 역순으로 분석기 플랜지에 다시 장착하고 Ion Source Ass’y가 올바르게 조립
되었는지 확인한다. 

13. 소스가 재 조립되면 모든 플레이트가 평행한지 확인한다. 두 개의 포커싱 하프 플레이트가 서로 완벽하게 
정렬되었는지 확인해야 한다. 

14. 각 부품 간의 절연상태를 점검하여 부품 간의 접촉 여부를 확인한다.  

15. Source Heater 저항 및 PRT 저항을 측정하여 적정 값이 나오는지 확인한다. 

 

주의: 이온소스 분해 시 진공 시스템 및 구성 요소 부품의 청결을 항상 유지해야 한다. 

 


